PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

INGENIERIA EN NANOTECNOLOGIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO:

Ofrecer bajo las normas de calidad educativa, servicios de formacion de profesionistas capaces de aportar soluciones adecuadas a los problemas cientificos y tecnolégicos que se presentan cada dia en la
industria y centros de investigacién, mediante la formacién de profesionales en el area de la nanotecnologia.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

MICRO Y BIOSENSORES

CLAVE DE LA ASIGNATURA:

MIB-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

El alumno sera capaz de desarrollar y seleccionar microsensores y biosensores de acuerdo a sus caracteristicas, para aplicaciones como elementos de entrada en un nanosistema.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE:

90 Hrs

FECHA DE EMISION:

Sep-18

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Universidad Politécnica del Valle de México; Universidad Politécnica de Sinaloa; Universidad Politécnica de Tapachula
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